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Urzadzenie zaplonowe do lukowych palnikéw plazmowych
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Przedmiotem wynalazku jest .urzadienie zaplo-
nowe do lukowych palnikéw plazmowych pradu
stalego za pomocg wysokonapieciowych impulséw,
posiadajacych wielkg czestotliwo$§é rzedu 1 MHz.
Znane sg wysokonapieciowe uklady zaplonowe

2
wygladzajacy napiecie zasilajgce z pradnicy lub
prostownikéw. -
Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest przy-
kladowo na rysunku, na ktérym fig. 1 przedsta-

5 wia schemat ideowy urzadzenia, fig. 2 — cewke
wielkiej czestotliwo$éci rzedu 1 MHz i wiecej, indukcyjng wykonang z przewodu rurowego, a
skladajace sie z transformatora, kondensatorow, fig. 3 — ciag oscylacji tlumionych obwodu rezo-
iskiernika i cewki indukcyjnej tworzgce zatem nansowego.

proste uklady generatora LC.

Wadg tych ukladow jest to, ze cewka induk-
cyjna obwodu rezonansowego, wilgczona w gléw-
ny obwo6d pragdowy palnika, posiadajgca obcigzal-
no§é pragdowg rzedu 500 A i wiecej nie jest chio-
dzona, co ipocigga za soba znaczny wzrost wymia-
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W galagz ukladu zasilania lgczacg biegun ujem-
ny generatora 1, poprzez cewke indukcyjng 2,
z katoda 3 lukowego palnika plazmowego 4, wig-
czone jest urzadzenie zaplonowe A zasilane z sie-
ci 220 V, 50 Hz. Jest ono zatem przystosowane do
réwnoleglego zasilania gl6wnego obwodu prado-

row tej cewki Praz_ wagi, a ponadto. powoduje ko- 15 wego palnika.
nieczno§é oddzielnego doprowadzenia przewodami i A
rurowymi wody chlodzgcej do palnika, szczegdlnie Cewka 1ndukc3.'1na 2'wyk(.)nana z przew.odu ru-
od strony katody. r?wego taczy S}e z jednej strony z blfzgunem
Celem wynalazku jest wyeliminowanie wad w ujemnym pradnicy _1’ kondensatorem _Cs 1 prze-
zakresie samej konstrukcji ukladu, jak réwniez gz “odem doprowadzajacym wode oraz jedng gate-
polepszenie jego warunkéw eksploatacyjnych. Z13 t.ransformatora, az dr}1g1e‘] strony z druga
Cel ten osiagnieto przez wprowadzenie do ukla- gah?mq tcransﬂ‘)rmatora zaw1e¥-a]acq kondensatory
du zaplonowego z generatorem LC, zapewniajg- Ci i C; i dalej katoda 3 palnika.
cego bezpieczng prace przy wysokich napieciach, Transformator 5 =zasilajgcy urzadzenie A po-
cewki indukcyjnej wykonanej z przewodu ruro- 25 siada po stronie wysokiego napiecia przyktadowo
wego, chlodzonej woda, przy czym woda dopro- trzy odczepy na napiecia 4,5kV, 6,0kV i 75kV.
wadzona jest do katody palnika. Tak wykonana Odczepy te pozwalajg na dobér odpowiedniej war-
cewka indukcyjna jest na stale wlgczona w glow- toSci napiecia w zaleznoSci od rodzaju stosowa-
ny obw6d pradowy pracujgcy pod obcigzeniem nego gazu roboczego i geometrii przerwy mie-
od 500 do 1000 A, stuzac jednocze$nie jako element 30 dzyelektrodowej tukowego palnika plazmowego 4.
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W obwéd urzadzenia A z transformatorem 5,
wlgczone sg kondensatory C; i C; oraz cewka
indukcyjna 2. Réwnolegle do cewki 2 oraz kon-
densatora C; wlgczony jest iskiernik 6. Obwéd re-
zonansowy 'zlozony z pojemnosci 'C; i indukeyj-
nosci 2, o okreslonej znanym wzorem cze¢stotliwo-
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§ci wlasnej, stanowi uklad oscylacyjny urzadze-.

nia. Kondensator C; jest ladowany do chwili wy-
stapienia przeskoku iskrowego na iskierniku 6.
Z chwilg zamkniecia obwodu rezonansowego po-
przez wyladowanie na iskierniku 6, nastepuje roz-
tadowanie sie kondensatora C; przez cewke induk-

10

G.‘;’iﬁa 2, w postaci tlumionych oscylacji, o okresie '

stanowigcym wedlug znanego wzoru odwrotnos§é
czestotliwosei. Cigg tak powstalych oscylacji ttu-
mionych przedstawia przykigdowo fig. 3, na kt6-
rej krzywa 17 charakteryzuje przebieg napiecia
zasilajagcego w ukladzie wspéirzednych, gdzie ,U”
oznacza napiecie, a ,t” — czas, natomiast odci-
nek 8 okre§la warto§é napiecia ladowania kon-
densatora C;. ) '

Odleglo§¢ pomiedzy elektrodami iskiernika —
jest dowolnie regulowana. Zwigkszenie odstepu
elektrod powieksza napiecie wyjSciowe urzgdze-
nia zaplonowego.
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Kondensator C; w urzgdzeniu zaplonowym chro-
ni przed przecigzeniem pragdowym, wysokonapie-
ciowe uzwojenie transformatora 5, w czasie wy-

"stepowania wyladowania elektrycznego na iskier-

niku 6. Kondensator C; natomiast zainstalowany
w gléwnym obwodzie prgdowym lukowego pal-
nika plazmowego, zabezpiecza 2Zrédlo zasilania 1
przed wysokim napieciem z urzadzenia zaplono-
wego A, ktére mogloby powodowaé przebicie izo-
lacji Zr6dla zasilania 1.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie zaplonowe do lukowych palnikéw -
plazmowych, posiadajagce w ukladzie transforma-
tor wysokonapieciowy, kondensatory, iskiernik i
cewke indukcyjng, tworzace uklad generatoraLC,
wlaczone w galgZz gléwnego ukladu zasilania pal-
nika, znamienne tym, Ze cewke indukeyjna (2)
stanowi zwijany przewdéd rurowy chlodzony wo-
da, przez ktéry woda doprowadzana jest do ka-
tody palnika.



57275 MKP B 23 k

KL 21 h, 30/13

Fig.1



Kl. 21 h, 30/13 57275 MKP B 23 k




	PL57275B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


